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Maschinenbau/Umwelttechnik
Patentingenieurwesen

Bibliothek

Elektro- und Informationstechnik

Siemens-
Innovatorium

Information und Anmeldung

Dipl.-Ing. (FH) Silke Fersch

OTH Amberg-Weiden
Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

Telefon: 09621/482-3406
Fax: 09621/482-4599
Mail: s.fersch@oth-aw.de

In Zusammenarbeit mit:

12. Amberger Patenttag am 10.02.2017

Angriff und Verteidigung
Der Streit um das Schutzrecht

Ich bin damit einverstanden, dass die mit * gekennzeichneten
Angaben Eingang in die Teilnehmerliste finden.
Ansonsten bitte diesen Abschnitt streichen.

Frau/Herr*: __________________________________

Name*: _____________________________________

Vorname*: __________________________________

Firma*: _____________________________________

Straße: _____________________________________

Ort*: _______________________________________

Tel.-Nr.: _____________________________________

E-Mail: ________________________________________

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Externe/-r Teilnehmer/-in

Absolvent/-in der OTH

Studierende/-r der OTH



08.30 - 09.00 Uhr Registrierung
Ausgabe der Tagungsunterlagen
Kaffee und Tee

09.00 - 09.10 Uhr Eröffnung und Begrüßung
Prof. Dr. Andrea Klug, Präsidentin OTH Amberg-Weiden

09.10 - 09.25 Uhr Auftaktvortrag
Schutzrechte: Investitionsschutz, Marketing- oder
Machtinstrument?
Beate Schmidt, Präsidentin BPatG

09.25 - 09.40 Uhr Auftaktvortrag
Hohe Patentqualität - der Beitrag des DPMA zu einem
funktionierenden Patentsystem
Günther Schmitz, Vizepräsident DPMA

09.40 - 10.00 Uhr Historische Patentstreitigkeiten
Dr. Klaus Max. Häußler

10.00 - 10.30 Uhr Kaffee/Tee

10.30 - 11.00 Uhr Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterlöschungs-
verfahren
Dr. Jürgen Seidl

11.00 - 11.30 Uhr Das Einspruchsverfahren - Angriff ist die beste Verteidi-
gung?
Philipp Nordmeyer

11.30 - 12.00 Uhr Das Nichtigkeitsverfahren und seine Wechselwirkung
zum Verletzungsverfahren
David Molnia

12.00 - 13.00 Uhr Mittagsimbiss

13.00 - 13.30 Uhr Bestandsrisiko: Erfolgsquoten beim Angriff auf Patente
Markus Schlögl

13.30 - 14.00 Uhr Die Streitlandschaft im internationalen Vergleich
Dr. Tobias Wuttke

14.00 - 14.30 Uhr Neues aus der Verletzungsgerichtsbarkeit
Dr. Thomas Kühnen

14.30 - 15.00 Uhr Kaffee/Tee

15.00 - 15.30 Uhr Patente - Lizenz zum Streiten?
Dr. Wolfgang Knappe

15.30 - 16.00 Uhr Beispiele: Verfahrensabläufe bei Verletzung und Nich-
tigkeit in China
Peggy Augst & Matthias Wahl

16.00 - 16.30 Uhr Praxisbericht: Angriff und Verteidigung von Farbmarken
Judith Hesse

16.30 - 17.00 Uhr Und wie streiten Sie jetzt? - Impuls und Abschluss-
diskussion
Rolf W. Einsele

Gastredner/-innen
Beate Schmidt
Präsidentin Bundespatentgericht, München
Günther Schmitz
Vizepräsident Deutsches Patent- und Markenamt, München

Referenten/-innen
Peggy Augst
Patentingenieurin, Krones AG, Neutraubling
Rolf W. Einsele
Patentanwalt, Meissner Bolte, München
Dr. Klaus Max. Häußler
Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht a. D., München
Judith Hesse
Rechtsanwältin, df-mp, München
Dr. Wolfgang Knappe
Patentingenieur, Fraunhofer-Gesellschaft, München
Dr. Thomas Kühnen
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, Düsseldorf
David Molnia
Patentanwalt, df-mp, München
Philipp Nordmeyer
Patentanwalt, df-mp, München
Markus Schlögl
Patentanwalt, Meissner Bolte, Nürnberg
Dr. Jürgen Seidl
Patentprüfer und Gruppenleiter, Deutsches Patent- und Markenamt, München
Matthias Wahl
Leiter der Patentabteilung, Krones AG, Neutraubling
Dr. Tobias Wuttke
Fachanwalt für den GR, Meissner Bolte, München

Moderation: Prof. Dr. Andrea Klug

Teilnehmerkreis
Die Tagung richtet sich an:
- Mitarbeiter/-innen von Patentabteilungen, Patentsachbearbeiter/-innen
  und -referenten/-innen
- Mitarbeiter/-innen von Rechtsabteilungen
- sonstige Mitarbeiter/-innen, die sich mit Fragen des Gewerblichen
  Rechtsschutzes befassen.

Tagungsziel
Auseinandersetzungen zwischen den Parteien sind in allen Bereichen
des gewerblichen Rechtsschutzes an der Tagesordnung. Ziel des Inhabers
eines Schutzrechts ist es dabei, mit den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln gegen Mitbewerber und insbesondere gegen Verletzer vorzugehen.
Im Gegenzug werden diese versuchen, ein bestehendes Schutzrecht
wieder aus der Welt zu schaffen.
Der Patenttag möchte sich mit Fallbeispielen und Erfahrungsberichten
sowie anhand aktueller Rechtsprechung mit der Frage beschäftigen, wie
sich eigene Schutzrechte (Patent, Gebrauchsmuster, Marke) wirkungsvoll
gegen Angriffe Dritter verteidigen lassen und wie erfolgreich gegen Schutz-
rechte von Konkurrenten vorgegangen werden kann.

Tagungsleitung
Prof. Dr. Andrea Klug
Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht
Präsidentin OTH Amberg-Weiden

Anmeldung
Anmeldung unter Verwendung des Anmeldeformulars bitte bis zum 
27.01.2017 per Fax, E-Mail oder Post. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Teilnahmegebühr
150 € für externe Teilnehmer/-innen
100 € für Absolventen/-innen der OTH Amberg-Weiden
25 € für Studierende der OTH Amberg-Weiden
Die Gebühr (inkl. 7 % USt.) beinhaltet die Tagungsunterlagen, den
Mittagsimbiss sowie die Bewirtung in den Pausen.

Die Teilnahmegebühr bitten wir nach Zugang der Anmeldebestätigung
und Rechnung bis zum 27.01.2017 auf folgendes Konto einzuzahlen:
Staatsoberkasse Bayern, Landesbank München
IBAN: DE42700500000001279276, BIC: BYLADEMM
Bitte unbedingt als Verwendungszweck die Rechnungsnummer angeben!

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird die Teilnahme-
gebühr nicht erlassen oder zurückerstattet. Es kann jedoch eine Ersatz-
person gestellt werden.

Programm Organisation
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